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径300 mmに対し±1 nm以下というとても
高い精度を達成しました。

この装置を用いた平面形状の評価結果をもと
に、共同研究先の企業が、独自の技術を用いて
超高精度平面ガラス基板の研磨に取り組みまし
た。さらに、この企業は研磨した平面ガラス基
板の保持機構も併せて開発しました。枠材や保
持位置を工夫することで設置時の変形やたわ
みの発生を抑え、ほかの装置に組み込む状態で
も研磨時の平面度が損なわれず、λ/100（約
6.33 nmに相当）の平面度を達成しました。今
回開発した超高精度平面ガラス基板を基準平面
板として、製造工程で用いられる平面度測定装
置（市販のフィゾー干渉計）に組み込むだけで、
その測定精度を大きく向上できます。

今後の予定
今回開発した超高精度平面度測定装置を用い

て平面度の校正サービスを開始する予定です。

超高精度平面度測定装置を開発
今回、物体表面の局所的な角度の分布を、オー

トコリメーターと呼ばれる角度測定装置により
測定し、得られた角度分布を積分することで物
体表面の平面形状（凹凸）を求めました。この手
法は、フィゾー干渉計＊のように基準となる平
面が不要で、角度測定の精度のみによって平面
度の測定精度が決まります。

下に今回開発した超高精度平面度測定装置
の概略図とその外観を示します。この装置で
は、市販のオートコリメーターを角度測定装置
として用い、そこから出射される角度測定用の
光ビームを、ペンタゴンミラー＊＊を介して測
定試料表面に当てます。そして、ペンタゴンミ
ラーを移動させて試料表面上で光ビームの当た
る位置を走査することにより、局所的な角度分
布を測定します。今回開発した装置は、測定原
理と装置構成がともにとてもシンプルであるに
もかかわらず、平面度測定の再現性として、口

極めて平坦な平面ガラス基板

写真　3.8×3.4 cm

超高精度平面度測定装置の概略図（左）とその外観（右）

高精度な平面基板（真っ平らな表面）は半導体露光装置のマスク基板などに用いられていま
すが、次世代の半導体露光装置では、より高精度のマスク基板が必要とされるため、平面
基板に要求される精度は年々高まる一方です。私たちは今回、共同研究先の企業とともに、
平面度λ/100（関東平野の広さに対して5 mm程度の凹凸に相当）の超高精度平面ガラス
基板を開発しました。
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● 用語説明

＊フィゾー干渉計：光の干
渉現象を利用して測定対象
の平面形状を測定する技法。

＊＊ペンタゴンミラー：45
度向かい合わせに設置され
た一対の鏡。

● プレス発表

2014 年 7 月 24 日「極め
て平坦な平面ガラス基板を
開発」
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